e EVO de ZEISS
El SEM de alta definicion con automatizacion de flujos de trabajo

We make it visible.



Mayor resolucion y mejores detalles de superficie en todo tipo de muestras

Ponga EVO a trabajar en una amplia gama de aplicaciones en materiales y ciencias

Resumen
de la vida.
Las ventajas
Las aplicaciones Capte detalles topograficos excepcionales en tensiones bajas gracias a la captura
El sistema de imagenes de desaceleracion de haz y de electrones retrodispersados de alta

definicion. Ahora podra observar la interaccion de materiales en tiempo real bajo
diferentes condiciones medioambientales. Controle el entorno de la camara y
realice analisis detallados de muestras biologicas en su estado natural de hidratacion.

Tecnologia y detalles

Servicio

La elevada productividad es posible gracias a los flujos de trabajo automatizados.
La exclusiva geometria de rayos X de EVO le permite conseguir el rendimiento de
mayor resolucion en condiciones de trabajo analiticas.
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Mas sencillo. Mas inteligente. Mas integrado.

Captura de imagenes de superficie sin igual
Ahora podra visualizar detalles de superficie excep-
cionalmente precisos con un contraste nitido gracias
al detector de bajos kV de electrones retrodispersa-
dos de alta definicién (HD BSD). En muestras sensi-
bles al haz o muestras con topografias de superficie,
la tecnologia de desaceleracion de haz logra una
mayor resolucion y un mayor detalle de la superficie.
La correccion de desplazamiento durante la captura
de imagenes permite mejorar aun mas la resolucion
de los bordes. La serie EVO ofrece tres tecnologias
de fuente entre las que puede elegir, incluida la po-
tente fuente HD. Combine las tres fuentes y lograra
nuevos estandares de calidad de imagen.

Imagen con pseudocolor de Radiolaria no recubierta con una
energia de contacto de 1 kV empleando la tecnologia desacelera-
cion de haz. Muestra cortesia de la Universidad de Cambridge.

Captura de imagenes inteligente —

Alto rendimiento

Confie en EVO si desea obtener una alta productivi-
dad en la fabricacién y el control de calidad. Solo
tiene que pensar en la repercusiéon que tendria sobre
su rendimiento el hecho de reducir mas de 400
pasos manuales a solo 15 y capturar imagenes des-
de cuatro puntos de interés en nueve muestras con
tres aumentos distintos. La automatizacion inteli-
gente del sistema se encarga de alinear las columnas
asi como de ajustar los aumentos, enfoques y movi-
mientos de platina, sin olvidar por supuesto la
captura de la imagen final. El sistema recomendara
las condiciones de captura de imagen acordes a su
seleccion de la muestra. Prevea resultados fiables y
reproducibles con una apertura de media columna
controlada por un mecanismo de encaje facil de

utilizar.

Microscopia electronica ambiental

EVO LS es el instrumento preferido para observar
interacciones a escala nanométrica de muestras de
ciencias de la vida y materiales a distintas tempera-
turas, presiones y humedades. Utilice EVO LS para
obtener informacion detallada de células, plantas

y organismos en su estado natural de hidratacion.
Analice propiedades de los materiales como la
corrosion, la resistencia térmica y el rendimiento
del revestimiento. EVO LS es su SEM ambiental
completo. Capte imagenes de alta calidad a presio-
nes aumentadas de hasta 3000 Pa, capture de ima-
genes humedas con facilidad, mantenga las condi-
ciones ambientales controladas por ordenador para
evitar los artefactos de deshidratacion.

Corte fino de manzana con EVO LS con el detector EPSE a
20 kV'y 100 Pa de vapor de agua a -15 °C.
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Conozca la tecnologia que hay detras

Microscopia electronica ambiental

Al prevenir la deshidratacién, EVO LS mantiene la estructura de la flora y la fauna mientras usted estudia la inte-
raccion del agua con los materiales. Al capturar imagenes del agua liquida, EVO LS mantiene la temperatura de la
muestra por encima de la temperatura de congelacion a la vez que aumenta la presion de vapor del agua en el
microscopio para facilitar la condensacion en la muestra. Combine Coolstage con el control altamente sensible del
vacio y la humedad de EVO LS y obtendra imagenes impresionantes de muestras de ciencias de la vida. Es facil
realizar la transicion entre vapor, liquido o hielo, empleando el diagrama de fases del agua (tal y como se muestra
en la derecha) para controlar las condiciones de captura de imagenes. Puede realizar tanto procesos de congela-
cion como de calentamiento en el SEM de vacio con una platina montada en cola de milano que puede controlar-

se térmicamente en un rango de entre -30 y 50 °C.

Captura de imdgenes de pequefias gotas de agua en alambre con EVO LS con el detector EPSE a 25 kV' y 690 Pa de vapor de
agua a 0,1° Celsius.

EVO Coolstage

)

=

Diagrama de fases para controlar las condiciones de cap-
tura de imdgenes
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Conozca la tecnologia que hay detras

Fuente de electrones ZEISS EVO HD

Introduzca la tecnologia de haz de alta definicién en su SEM para aumentar el contraste y la resolucion en la
captura de imagenes en tensiones de baja aceleracion. Los electrodos adicionales moldean la emision del filamento
para formar una fuente virtual, lo cual muestra un diametro de fuente reducido y ofrece una resolucion significati-
vamente mas elevada. La fuente EVO HD también proporciona un aumento significativo del brillo. Cree un
diagrama de la mejora en el brillo de la fuente con EVO HD. Esto le permitira ver un aumento en un factor de
100 a un bajo kV en comparacion con la tecnologia de tungsteno convencional. Ademas, podra mejorar el rendi-
miento de la fuente EVO HD todavia mas gracias al detector HD BSE y la tecnologia de polarizacién de platina.

Tipo de filamento Brillo relativo a 1 kV Diametro del emisor (um) Diametro de la fuente
a 1 kV (um)

Tungsteno 1 120 150

LaB, convencional x13 20 60

HD x100 20 5

Schottky FE x3330 0,5 0,02

W Emitter

Labg Emitter

Electron
Column

Electron
Column

Specimen

Figura 1: El filamento LaB, en la fuente HD (contorno azul) super-
puesto sobre el filamento convencional W (contorno gris) muestra
que la tecnologia de alta definicion ofrece un tamaro de punto
menor.
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Figura 2: La mejora del brillo lograda con la fuente HB es especial-
mente notable a bajos kV. A 1 keV se obtiene un factor de 100.
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Conozca la tecnologia que hay detras

Geometria de rayos X lider en su clase para la
captura de imagenes analitica

Al hacer que el acceso a la muestra sea una priori-
dad de disefio, ZEISS consigue poner a su disposi-
cion una geometria 6ptima para EDS, WDS y EBSD.
La lente del objetivo dispone de un perfil nitido que
le proporciona una distancia de trabajo de 8,5 mm
a la vez que conserva un angulo de elevacién de
35°. Puede optimizar los niveles de sefial para captar
imagenes y realizar analisis simultaneos, y también
puede variar la distancia de trabajo de EDX para
tener mas flexibilidad y disfrutar de las condiciones
de trabajo perfectas.

n

4
¢8,5 mm

20 mm

La geometria de cdmara de EVO cuenta con la distancia de
trabajo analitica mds baja (8,5 mm).

Geometria coplanar para el EBSD

La columna EVO y la geometria de la cdmara crean
un entorno optimizado para el detector EBSD. El
detector EDS se sitla directamente encima, en el
mismo plano que el detector EBSD. Se encuentra
situado a un angulo de elevacion de 35° para
permitir la recogida simultanea de datos de ambos
sistemas. Puede inclinar la platina a un angulo de
70° hacia la cdmara EBSD o bien montarlo con un

portamuestras preinclinado.

Detector EDS

Cémara EBSD 20 mm
: r

La cdmara coplanar ha sido disefiada teniendo en cuenta los

accesorios analiticos y proporciona la flexibilidad necesaria para
combinar técnicas analiticas como EDS, EBSD o WDS.

EasyVP

EasyVP mejora tanto la facilidad de uso como las
funciones de captura de imagenes. Le permite
cambiar entre los modos de alto vacio y de presion
variable sin problemas y sin la necesidad de cambiar
de apertura. OptiBeam, el software de control de
columna, optimiza todas las condiciones de captura
de imagenes en los modos de alto vacio y de presion
variable para que se puedan captar facilmente
imagenes de alta resolucion, incluso en modo VP.
EasyVP también presenta una alineacion de apertura

automatica para su entorno de trabajo diario.
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Hecho a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones tipicas, muestras tipicas

Tarea

La serie EVO de ZEISS ofrece

Automocién

Limpieza en la fabricacion

Recursos naturales

Analisis rutinarios para garantizar que los componentes fabricados cumplen
con los requisitos de calidad y durabilidad

Anélisis automatizados de particulas e identificacion de la morfologia y andlisis quimicos para
cumplir con el estandar 1SO 16232.

Caracterizacion del desgaste en las particulas en sistemas lubricados y particulas extrafias en
productos de alimentacién y farmacéuticos.

Mineralogia: Visualice la microestructura de las rocas.

Morfologfa: Visualice las formas de las cristalitas para identificar los materiales.

Analice la composicién quimica de minerales y rocas.

Escoja entre tres tamafios de camara con EVO MA (10, 15y 25).
Maneje facilmente muestras con un peso de hasta 5 kg, una altura
de 210 nm y una anchura de 300 mm con EVO MA 25.

Con EVO MA se beneficiard de la captura inteligente de imagenes
y de flujos de trabajos automatizados, perfectamente adaptados
para procesar entornos de control. EVO MA se encargara de ajustar
la configuracién éptima para su tipo de muestra y realizar el trabajo
con la minima interaccion del usuario.

La tecnologia de presion variable se presenta como un estandar,
eliminando asi la necesidad de recubrir las muestras. Esto aumenta
el rendimiento, especialmente en aplicaciones no conductores,
tales como polimeros o tejidos.

EVO LS ofrece funciones completamente ambientales para analizar
la interaccion del agua en tejidos, peliculas de polimeros y compo-
nentes de plastico.

Complemente EVO 15 con el software SmartPl y los detectores EDS
y WDS.

Detector de electrones retrodispersados de alta definicién (HD BSD)
combinado con el detector de catodoluminiscencia (CL) de ZEISS.
Microscopia correlativa con los microscopios épticos ZEISS con luz
polarizada.

Obtenga imagenes SE tanto en los modos de alto vacio como de
presion variable.

Espectroscopia de energia dispersa (EDS) y espectroscopia dispersiva
por longitud de onda (WDS).



Resumen

Las ventajas

Las aplicaciones

El sistema
Tecnologia y detalles

Servicio

Hecho a la medida de sus aplicaciones

Aplicaciones tipicas, muestras tipicas
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La serie EVO de ZEISS ofrece

Ciencias de los materiales

Ciencias forenses

Botanica

Investigue y desarrolle materiales: Analice muestras de materiales tanto conductores
como no conductores.

Investigue pruebas delictivas:

Marcas de disparo del percutor en los cartuchos

Marcas de estrias en las balas

Determinacion de la distancia de disparo

Analisis de los residuos de disparo

Andlisis de la pintura y el cristal

Andlisis de documentes escritos e impresos, incluida la falsificacion
de billetes de banco

Falsificacion de monedas

Andlisis de tejidos

Comparacién y anlisis de pelo y otras muestras humanas
Toxicologia forense

Fitopatologia: Estudie las enfermedades de las plantas provocadas por las condiciones
ambientales o patdgenos tales como hongos, bacterias, nematodos y plantas parasitarias.
Obtenga imagenes tanto de plantas como de vectores de enfermedades en condiciones
de SEM ambiental en su estado natural.

Morfologia: Estudie la forma y la estructura de las plantas.

Analisis micromorfolégico: Combine el estudio de la estructura con el microandlisis de su

contenido, entienda la distribucion de las moléculas y los compuestos en la planta y las semillas.

Estudios de textiles: Utilice cultivos para la produccion textil e impulse asi los esfuerzos en la
optimizacién de las cosechas y manipule la microestructura de las ventajas mecanicas.

m Escoja entre una amplia gama de detectores de captura de imagenes
adicionales, tales como los sistemas EDS y WDS para realizar analisis
analiticos de sus materiales.

= Beneficiese del analisis in situ de mecanismos de fractura con una
gran variedad de platinas de tensién de terceros compatibles.

Consiga un funcionamiento a presion variable de forma uniforme.
Combine EVO, con el detector HD BSE, la tecnologia de polarizaciéon

= de platina y la geometria EBSD y EDS coplanar para realizar andlisis de
materiales. Con EVO HD puede obtener imagenes topograficas excepcio-
nales a voltajes especialmente bajos con una calidad de imagen similar
a la de la tecnologia de campo de emision.

= Con EasyVP en EVO, el intercambio entre los modos de funcionamiento
de presion variable y alto vacio es rapido y facil tanto en muestras con-
ductoras como en muestras no conductoras.

m EVO LS ofrece funciones completamente ambientales para analizar la
interaccion del agua en tejidos, peliculas de polimeros y componentes
de plastico.

m Escoja entre tres tamafos de cdmara con EVO MA (10, 15y 25).
Maneje facilmente muestras con un peso de hasta 5 kg, una altura
de 210 nm y una anchura de 300 mm con EVO MA 25.

= Con EVO LS se beneficiara de la microscopia electronica ambiental
y podra obtener imdgenes de muestras en su estado original.

m Obtenga imagenes de elevada resolucion de una muestra a 10 nm (o
menos) a la vez que mantiene una profundidad de campo muy amplia.

= Software SmartPi opcional para realizar analisis no destructivos de la
composicion elemental de las particulas individuales o subregiones de
la muestra.
Microscopfa correlativa con la tecnologia de fluorescencia dptica de ZEISS.
Subplatina de ZEISS de comparacion de balas para el analisis de balas
y casquillos de cartucho.

m L3 microscopia electronica ambiental permite examinar las muestras
en su estado natural bajo diferentes condiciones. Los detalles que pro-
porcionan las funciones medioambientales de EVO son inigualables.



Hecho a la medida de sus aplicaciones

Resumen Aplicaciones tipicas, muestras tipicas Tarea La serie EVO de ZEISS ofrece
) Zoologia Describa nuevas especies y comprenda la historia evolutiva de los organismos. = La microscopia electronica ambiental permite examinar las muestras
Las ventajas en su estado natural bajo diferentes condiciones.

Examine tejidos blandos sin preparar en modo ambiental completo, muestras de
tejido blando deshidratado con hexametildisilazano (HMDS) o deshidratado hasta el
punto critico (CPD).

Para muestras no recubiertas, la gama de detectores de presion
variable disponibles con EVO LS, tales como los detectores VPSE,
EPSE y BSE ofrecen una captura de iméagenes excepcional mientras que

Las aplicaciones

El sistema Capte imagenes de muestras duras como conchas de moluscos, crustaceos, insectos los detectores SE y BSE son la opcion ideal para muestras recubiertos
y conchas de tortugas y huesos animales. en condiciones de vacio. El detector HS BSE es ideal para muestras
Tecnologia y detalles Examine colecciones de referencia de museos. sensib\es.al haz debido al F)ajo ruido y a unas‘corrientes sonda bajas.'
m |3 capacidad de capturar imagenes sin necesidad de emplear recubri-
Servicio mientos es un requisito esencial para aplicaciones en museos. EVO LS
ofrece una gama de detectores de electrones inigualable que ofrece
una solucion para cualquier muestra.

Microbiologia Revele y vea estructuras en ciencias de la vida con una amplia gama de técnicas que ® Técnicas criogénicas: Cryo SEM es el método estandar para examinar
van desde los simples estudios morfoldgicos en materiales recubiertos y deshidrata- muestras sélidas y liquidas mediante la captura de imagenes a tem-
dos hasta el punto critico, exdamenes de tejidos bioldgicos completamente hidrata- peraturas proximas a la del nitrégeno liquido.
dos en modo criogénico o ambiental, hasta microscopios electrénicos de transmisién m  Microscopia electronica ambiental: permite examinar las muestras en
de barrido (STEM). su estado natural de hidratacion. El empleo de técnicas ambientales

para controlar de forma precisa la presion de vapor de agua en la
camara de la muestra y la temperatura de dicha muestra permite
examinar elementos tales como hongos y bacterias en diferentes
estados de humedad.

= Microscopia electronica de transmision de barrido (STEM). EVO es
una alternativa eficaz al microscopio electrénico de transmision (TEM)
que ofrece una visualizacion simple. Montar un detector SEM en EVO
es una opcion rapida y practica para examinar un amplio rango de
muestras apropiadas para la captura de imagenes con TEM.
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Recursos naturales

Imagen BSD de una mena de mineral de cobre-oro africano a Imagen BSD de una mena de mineral de cobre-oro africano a 15 kV.
15 kV. Entre los minerales de interés se encuentran la monacita, el Los niveles en gris muestran el crecimiento del cristal y el contraste
electro y el cobre nativo. en el numero atémico en la muestra.

Como consecuencia de su constante luminiscencia, la obtencion Diapositiva geoldgica de piedra arenisca captada con el accesorio

de imdgenes CL en presencia de carbonatos suele suponer todo un polarizado cruzado sobre el soporte de la cdmara. La captura de
reto. Esta imagen de la seccion delgada de una piedra arenisca imdgenes polarizada cruzada destaca los granos de interés para
fue tomada a 15 kV con el detector IndigoCL de ZEISS, disehado facilitar la navegacion.

para proporcionar imdgenes CL sin artefactos en tales circunstancias.
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Investigacion de materiales

Imagen de oxido ferroso tomada con EVO HD y el detector SE a
3 kV. El crecimiento y morfologia de los cristales y caracteristicas
de supefficie se capturan mejor a bajos kV.

Circuito integrado semiconductor (IC) captado con el detector HD
BSE a 3 kV con desaceleracién del haz (energia de contacto 1 kV).
La inspeccion de un IC desde distintos puntos durante el proceso
de fabricacion es un aspecto importante del desarrollo del proceso
y la calidad.

[EL . . e 3
?],!r\:nﬁ i b 7 B sl 4 T N
Imagen de la composicién de la fractura de una cerdmica a 20 kV
y 40 Pa de aire con el detector HD BSE.

N i e FE e St L b A -
Papel impreso captado a 20 kV' y 40 Pa de aire con el detector
HD BSE. El andlisis del papel se lleva a cabo para controlar la
calidad de este producto.

"1
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Automocion y limpieza en la fabricacion

Muestra metdlica fracturada captada con el detector HD BSE a Imagen mezclada de electrones retrodispersados y secundarios

5 kV con desaceleracion del haz (energia de contacto 600 eV) con EVO HD a 20 kV que muestra el desgaste en la superficie de un
que demuestra la capacidad topogrdfica. cojinete de bolas.

Imagen BSE (izquierda), mapa EDX (centro) e imdgenes super- Las imdgenes de un microscopio dptico y electrénico pueden
puestas (derecha) de un conector de borde PCB/contacto de oro superponerse mediante CAPA (andlisis de particulas correlativas) y
captado a 20 kV con un campo de vision de 2,5 mm. la informacién sobre la composicion elemental puede recopilarse

con el sistema EDS.
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Ciencias forenses

It

Imagen BSD de un filamento de una bombilla rota 20 kV. Imagen SE de restos de Idpiz de labios en un tejido a 20 kV.

Imagen BSD de una particula de residuos de disparo (RDD) a 20 kV. Imagen BSD de polen capturada en un tejido a una presion de
Cortesia de I. Tough, Robert Gordon University, Aberdeen, RU. 58 Pa a presion de agua a 20 kV.
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Botanica

Imagen EPSE que ilustra la captura de imdgenes ambiental en Granos de polen adhiriéndose al estigma durante la polinizacién
investigaciones fitopatoldgicas de cadenas de moho en la super- del Hebe, una planta perenne. Imagen captada con EVO HD con
ficie de una hoja, captadas a 568 Pa de vapor de agua y con el detector VPSE G3 en el modo de presidn variable empleando el

Coolstage. modo de profundidad OptiBeam.

Imagen BSD de pelos en una hoja de ortiga capturada en modo de La estructura intrincada de la superficie de una hoja de romero
presion variable empleando la opcidn Coolstage para mantener la vista con el detector VPSE G3 a 20 kV en modo ambiental completo
hidratacion. con introduccién de vapor de agua y Coolstage.
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EVO de ZEISS en funcionamiento

Zoologia

Imagen a escala de un ala de mariposa (Pieris brassicae) captada Imagen BSD de bryozoos (o "animal del musgo") obtenidas a 20 kV/
con EVOHD a5 kV. a una presion variable de 20 Pa.

Imagen de una seccidn de intestino con el borde en cepillo de Imagen BSD de la estructura 6sea equina capturada a 20 kV a

microvellosidades claramente visible con el detector STEM EVO presion variable. Copyright A. Boyde, Queen Mary University of
a20kV. London, Reino Unido.

15



EVO de ZEISS en funcionamiento

Microbiologia

Imagen BSD de esporas de licopodio capturadas a 30 kV a presion Imagen a gran aumento de células de rotavirus captadas con el
variable. Cortesia de I. Tough, Robert Gordon University, Aberdeen, RU. detector STEM a 30 kV.

Imagen a gran aumento de dos bacteriéfagos que muestra su Globulos de una piton captados con un detector EVO STEM a 20 kV.
estructura caracteristica de la cabeza y la cola hexagonal. Imagen

obtenida con el detector STEM a 20 kV con un campo de visién

de 1,5 um.
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EVO de ZEISS: Elija de forma flexible los componentes

Actualice su EVO con portamuestras, detectores y opciones de software adicionales:

Fuentes de electrones

Beneficios que ofrecen

EVO HD
LaB,

6

Tungsteno

Las opciones de detectores incluyen

La fuente brillante de electrones proporciona un elevado contraste y resolucion a bajas energias de contacto
Garantiza una larga vida Util del filamento y corrientes sonda estables. Ideal para aplicaciones analiticas

Fuente economica y facil de cambiar, que proporciona corrientes de sonda elevadas

Beneficios que ofrecen

Microscopio de camara y microscopio descendente

EDS y WDS
L

STEM
EBSD
SE
VPSE
EPSE

HD BSD

Visualice su muestra dentro de la cdmara con la camara CCD. Disponible con la funcionalidad imagen dentro de la imagen

Realice andlisis de rayos X elementales de su muestra

Proporciona iméagenes de alta resolucion de materiales luminiscentes. Escoja el detector IndigoCL de ZEISS para obtener imagenes
catodoluminiscentes sin artefactos a elevadas velocidades de cribado en presencia de carbonatos

Observe muestras de seccién delgada en el modo de transmision

Analice las propiedades cristalograficas de su muestra

Visualice los detalles de la superficie trabajando en alto vacio

Visualice los verdaderos detalles de la superficie trabajando a presion variable
Obtenga imagenes excepcionales a presiones de vapor de agua ampliadas

Obtenga imagenes perfectas tanto a tensiones altas como bajas con gran detalle de la superficie. Mejore atin més la informacion
topografica utilizando el modo de sombra, gracias al disefio del quinto segmentos

17
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EVO de ZEISS:

Las opciones de software y
hardware incluyen

Elija de forma flexible los componentes

Beneficios que ofrecen

Accesorio de luz polarizada cruzada

SmartBrowse
Shuttle & Find
CAPA

SmartStitch

ATLAS

Image Navigation

Captura de imagenes inteligente
SmartPI (Particle Investigator)

BeamSleeve

Platina para comparar balas
Desaceleracion del haz

Correccion de desplazamiento

Obtenga imagenes de secciones delgadas de muestras geoldgicas

Exploracion contextualizada de imagenes con multiples superposiciones de detector

Microscopia correlativa para microscopios electronicos y épticos

Correlacione los datos de los andlisis de particulas de su microscopio 6ptico ZEISS y su microscopio electrénico de barrido EVO

De conformidad con la norma ISO 16232

Una las imagenes obtenidas para formar una micrografia de la muestra entera

Obtenga imagenes increiblemente grandes (32 000 x 32 000 pixeles)

Navegue rapidamente a las areas de interés de su muestra empleando una imagen de otro dispositivo, por ejemplo, una camara digital

Obtenga imagenes para las aplicaciones rutinarias de forma automatica

Detecta, analiza y caracteriza automaticamente particulas de interés en su muestra. Especialmente util para la limpieza de componentes industriales

Mejore la captura de imagenes en los modos de funcionamiento de presion variable y mejore la precision del andlisis EDS al reducir
la dispersion del haz provocada por el gas de compensacién de carga en la cdmara

Compare balas o casquillos de cartucho facilmente gracias a la platina para aplicaciones forenses de ZEISS
Utilice la tecnologia de desaceleracién del haz para obtener imdgenes topogréficas de muestras sensibles al haz

Correccion del desplazamiento sistematico de la imagen al tiempo que aumenta la resolucion
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Diseno flexible de la camara
Los tres tamafios diferentes de camara le permiten seleccionar la solucion éptima para sus necesidades de aplica-
cion:

ZEISS EVO 10

Aunque esta equipado con una camara compacta, EVO 10 desafia las expectativas al ofrecer el mayor desplaza-
miento de platina X-Y y la mejor capacidad de repeticion de su clase. Es ideal para aplicaciones de alto rendimien-
to como el andlisis de particulas y de residuos de disparo (RDD).

ZEISS EVO 15

Con los puertos EDS y WDS incluidos de forma estandar, EVO 15 es una muestra perfecta del concepto de flexibi-
lidad total de la gama EVO. La camara EVO 15 destaca en las aplicaciones analiticas. Logre resultados 6ptimos
con una Unica configuracion de camara empleando la geometria coplanar del haz de electrones, el detector EDS,
la cdmara EBSD y la direccion de inclinacion de la muestra.

ZEISS EVO 25

La cdmara del EVO 25 es la mayor de su serie y ha sido creada especialmente para aplicaciones que utilizan las
muestras de mayor tamafo. De hecho, EVO 25 puede dar cabida a muestras con un diametro de muestra maxi-
mo de 300 mm y una altura maxima de 210 mm.

Diseio flexible de la platina
El disefio de platina flexible le permite afiadir o eliminar separadores e incluso eliminar la inclinacion Z y girar el
modulo, para ofrecer un movimiento de X e Y completo sobre toda la plataforma base.

ZEISS EVO 10 ZEISS EVO 15 ZEISS EVO 25

210

145
100

Maximum specimen heights (mm)

80x100 125x125 130x130

i

Stage movements X,Y (mm)

200 250 300

Maximum specimen diameter (mm)

El concepto de la cdmara de EVO se basa en la mdxima flexibili-
dad. Son cdmaras altas para muestras de gran tamano
(hasta 210 mm).

platina cartesiana ZEISS EVO

XY only
Not tilted

Full motion

o) @)
B i K

Maximum stage carrying capability (kg)

La platina EVO ofrece una gran capacidad de resistencia al peso
independientemente del tipo de cdmara.
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Amplie sus posibilidades

Captura de imagenes inteligente
Resumen P o 9 o 9 )
Para las aplicaciones rutinarias donde las imagenes
Las ventajas se adquieren cada dia utilizando la misma configura-
o cion, la captura de imagenes inteligente aumenta
Las aplicaciones o o - i
significativamente la productividad. Utilice el sencillo
El sistema asistente para seleccionar las regiones de captura de
imagenes, los aumentos y los detectores necesarios
Tecnologia y detalles - . -
para adquirir las imagenes automaticamente de su
Servicio muestra. Replique las condiciones de captura de
imagenes de un stub al siguiente para obtener resul-
tados reproducibles con tan solo hacer clic en un
boton. Puede confiar en la adquisicion de imagenes
de alta calidad sin supervisién que equivaldria a la
captura de imagenes manual de un usuario con
experiencia. La captura de imagenes inteligente es
compatible con todos los portamuestras estandares
de ZEISS y esta integrada en la visualizacion contex-

tual de SmartBrowse e Image Navigation.
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SmartBrowse

Utilice SmartBrowse, su herramienta de captura de
imagenes contextual que, tras obtener las imagenes,
es capaz de presentar imagenes tomadas con multi-
ples detectores en diferentes aumentos en una
imagen Unica e interactiva. Gracias a este software
patentando de ZEISS, comprendera completamente
sus imagenes en contexto entre ellas, tanto en tér-
minos de espacio como de parametros de captura
de imagenes. Con SmartBrowse, puede utilizar una
fotografia o una imagen optica de su muestra para
la navegacion por sus micrografias capturadas.
SmartBrowse indica cuando hay mas informacion
de imagen de los multiples tipos de detector para

el campo seleccionado. La informacion complemen-
taria producida a través de los multiples detectores

en el mismo campo crea un conjunto uUnico y

exhaustivo de capas de datos. SmartBrowse es
particularmente Util para aplicaciones que requieran
que se incluya informacion contextual en las investi-
gaciones. En las geociencias, la asociacion de mine-
rales y su ubicacion y la textura de las rocas es
importante para comprender el paisaje geoldgico.
SmartBrowse facilita la observacion de nanoestruc-
turas en su macroentorno con una navegacion facil
entre los mundos micro y nanométricos. En aplica-
ciones de inspeccion de fallos, el origen, el tamafo
y el mecanismo de propagacion de las fracturas
proporciona informacion vital para comprender los
procesos de fallo. SmartBrowse permite la agrupa-
cion de datos de distintas escalas de longitud para
facilitar la correcta identificacion de los mecanismos

de fallo.
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Analisis de particulas

Desde procesos de fabricacion limpia hasta produc-
cion de acero; las soluciones de analisis de particulas
de ZEISS automatizan su flujo de trabajo para obte-
ner una mayor reproducibilidad.

SmartPl

SmartPl (Smart Particle Investigator) es una potente
herramienta de analisis de particulas para su micros-
copio electrénico de barrido de ZEISS. Detecta,
analiza y caracteriza automaticamente particulas

de interés en su muestra. Incorpora paquetes
especificos con recetas pre-fabricadas y plantillas
para elaborar informes especialmente disefiados

para el tipo de industria en el que trabaja.

Imagen obtenida de un andlisis con SmartPl, muestra particulas
con diferentes rangos de tamano, los rangos de tamaro estdn
definido por un unico color

1S0O16232 - Cleanliness Report

Customer:  Carl 7iss Micrmseapy Time of Analysis:  09:21:18
BatchID: 1 Batch Status:  Auto-Analysis Completed BatchName: Batch Zeiss Filter 1
Comments: 15016232

Analysed Material: 47 mm Filter, not coated or not sputtered Analysis Method: IS016232, VDA19

‘SAMPLE INFORMATION

Results: Sample Name: Zeiss Filler 1
Stub Name:  Filter3

Date of Sampling: 10.01.201308:21:18

Feret Max Diameter (um) # Fields Analysed: 226

Size Class B c D E F G H ! J K

Classitication| Humber| 35X <15 | 15cX<2s | 25<x<50 | 50K<100 | W0SX<150 | 1505 X<200 | 200X <400 |00 SK<G00 | GOUSX <1000 | 000X
Eiscnoxyd 14 0 0 o o 7 H 0 3 z o
Eisen (40.95) 25 o 0 o [ 8 1 1 2 3 o
Eisen (35-40) 1 ] 1] a ] a a 0 1 0 a
Fe - Oxidiert 2 o 0 ] 0 ! g 0 1 0 o
Ca+0 1 o 0 a o ] a 0 1) 1 a
Ca+Si+0 1 [] [] ] [ [ a ] 1 [ []
Unclassified 2 [] 0 ] 1] 1 a 0 1 1] ]
ol Analysed | 7673 a 0 o 0 5727 1498 51 0 o o
Total| 7019 0 0 o o £744 1498 652 12 3 o

Component Cleanliness Code: CCC = A(BCDEOF13/G11/HI0ASLI3MO0)  Largest Particle (Feret Max Diameter):725.305 pm

SmartPl se presenta de conformidad con la norma ISO 16232.
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Image Navigation

Es facil encontrar lo que busca en muestras grandes
gracias a Image Navigation. Importe imagenes de
color de camaras digitales, microscopios opticos y
muchas otras fuentes para obtener imagenes de
regiones de interés observadas previamente fuera
del SEM. SmartSEM, su interfaz de usuario SEM, in-
tegra una herramienta inteligente para la navegacion
a través de las imagenes, que le permite cargar, vi-
sualizar y emplear una macrovisualizacion de la
muestra para navegar en una amplia region de la
muestra. Simplemente haga clic en un elemento de
laimagen y esta region de interés de la muestra se
colocard en el centro del campo de vision de SEM.

Importe imagenes desde varias fuentes:

® Imagenes en directo o almacenadas

m  Camaras digitales, webcam o teléfonos
moviles con camara

m  Microscopios épticos

= Paquetes CAD

El soporte de la cdmara para la navegacion de la imagen (arriba)
puede equiparse con un accesorio de polarizado cruzado (abajo).
En la parte derecha aparece un ejemplo de aplicacion.

Imagen polarizada cruzada de una piedra arenisca de Corrie de
Escocia, Reino Unido, montada sobre una diapositiva geologica.
La imagen polarizada cruzada (arriba) se utiliza para navegar con
el haz SEM hasta el drea de interés. Las imdgenes del drea en el
SEM pueden captarse a continuacion con el detector BSE (abajo).
Muestra cortesia del Museo de Historia Natural, Londres.

23



Amplie sus posibilidades

Microscopia correlativa con Shuttle & Find
Resumen . .
El modulo de software Shuttle & Find permite un

Las ventajas flujo de trabajo productivo y sencillo entre el micros-

o copio 6ptico y el electronico. Combine las técnicas
Las aplicaciones ) o

de contraste de su microscopio 6ptico con los

El sistema métodos analiticos de su microscopio electronico.
Descubra informacién sobre la estructura, funcion

Tecnologia y detalles s .
y composicion quimica de su muestra.

Servicio
Cémo funciona
Utilizando un portamuestras especial con tres mar-
cadores de referencia, se calibra un sistema de coor-
denadas de forma semiautomatica en cuestion de
segundos utilizando el software Shuttle & Find.
Utilice el microscopio optico para capturar zonas de
interés de su muestra. Vuelva a localizar luego una
region de interés en el microscopio electronico para
obtener un importante incremento de resolucion y
realice también analisis quimicos utilizando los siste-
mas de microanalisis de rayos X opcionales. Examine
su muestra en mayor profundidad. Consiga resulta-

dos reproducibles.

Imagen de una muestra ADI realizada utilizando un microscopio Imagen BSE de la misma zona de interés: la microestructura es
optico, aumento: 400:1 claramente visible
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BeamSleeve

La tecnologia BeamSleeve opcional le permite extender la ventaja del bombeo a través de la lente (TTL) para
maximizar el aislamiento de la sonda electronica desde el gas de compensacion de carga de la camara de la
muestra. La longitud de la trayectoria del gas del haz (BGPL) es la distancia en la que interactian el haz de
electrones y el gas de la cdmara. BeamSleeve minimiza el BGPL para producir capturas de imagenes y analisis

de rayos X de maxima calidad. Todos los microscopios de la serie EVO ofrecen un BGPL de T mm. Combine
BeamSleeve con cualquier detector EVO y le recompensara con una precision mejorada bajo condiciones de
EDS e imagenes brillantes en bajos voltajes. En el modo de presién variable, la dispersion del haz esta provocada
por la colision de electrones con moléculas de gas en la camara. Los electrones dispersados contribuyen a la
sefial EDS de fondo ocultando caracteristicas de interés. En este ejemplo, la linea de aluminio de un espectro de
rayos X (tomada a partir de una seccion cruzada de una capa de pintura de una pieza del chasis de un vehiculo)
se muestra con BeamSleeve (linea azul) y sin BeamSleeve (linea roja). Las astillas de aluminio en la parte superior
de la capa de pintura solo pueden detectarse una vez que la sefal de fondo provocada por la dispersion del haz

se reduce con BeamSleeve.

La sefial de rayos X con La sefial de rayos X sin
BeamSleeve muestra detalles BeamSleeve no muestra
precisos de las astillas de ningun detalle discernible
pintura de aluminio

\ \

600
S 400
T O
x U
< >
& 200+
>
0 _ : . ; .
0 20 40 60 80 100

Hm

Linea de barrido a través de la seccion transversal de una capa de pintura de la parte del cuerpo de un coche con y sin BeamSleeve.

BeamSleeve : | [ ¢ Distancia
‘( de trabajo

WD de
8,5 mm

BGPLde 1 mm

El "disenio de bombeo a traveés de la lente" (TTL) de los
microscopios EVO se muestra junto con el BeamSleeve.
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Amplie sus posibilidades

Analisis correlativos de particulas: Mayor conocimiento. Mayor calidad.

Identifique y caracterice las particulas criticas del proceso de forma sistematica. Correlative Particle Analyzer combina la informacién del microscopio éptico y el electrénico.

Identificacion completa de las particulas residuales.
Con el andlisis correlativo de particulas de ZEISS
puede volver a localizar y analizar particulas reflec-
tantes preseleccionadas utilizando el microscopio
electronico y el EDS en un proceso totalmente
automatizado. El Correlative Particle Analyzer
documenta automaticamente los resultados de los
analisis del microscopio electronico y del microsco-
pio Optico; asi recibira un instructivo informe combi-
nado con solo presionar un botoén.

Imagen de una particula metdlica de un microscopio dptico

Como usuario experimentado, podra inspeccionar
los resultados de los analisis combinados del micros-
copio optico y microscopio electrénico en una
pantalla interactiva de vision general. Volver a loca-
lizar particulas con solo tocar un botdn, iniciar auto-
maticamente nuevos analisis EDX y generar un
informe. Con Correlative Particle Analyzer sus resul-
tados estaran disponibles hasta diez veces mas
rapido que al principio, ya que se realiza un analisis
con un microscopio optico y seguidamente con un
microscopio electronico. Podra centrarse sistemati-
camente en particulas potencialmente criticas para
el proceso. La caracterizacion de material comple-
mentaria de ambos mundos microscopicos le otorga
una seguridad afadida.

Imagen de la misma particula metdlica de un microscopio

electronico

Superposicion de las imdgenes de ambos sistemas: composicion

de elemento quimico por andlisis EDX; superposicion EDX grdfica
preparada con software Bruker Esprit
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Especificaciones técnicas

ZEISS EVO MA10 ZEISS EVO MA15 ZEISS EVO MA25
ZEISS EVO LS10 ZEISS EVO LS15 ZEISS EVO LS25
Resolucion 1,9 nm, 2 nm, 3 nm a 30 kV SE con HD, LaB,, W
3 nm, 3.49 nm a 30 kV SE VP modo HD, W
10 nm, 15 nm a 30 kV 1 nA con HD, LaB,
5nm, 10 nm a 3 kV SE con HD, W
8 nm, 15 nm, 20 nm a 1 kV SE con HD, LaB,, W
6 nm a 3 kV con desaceleracion
Tensién de aceleracién 0,2 a 30 kV
Corriente de sonda 0,5pAa5pA
Aumentos <7 —1000 000x <5—1000 000x <5—1000 000x

Campo de vision
Andlisis de rayos X
Modos OptiBeam™

Rango de presiones

Detectores disponibles

6 mm a la distancia de trabajo analitica (AWD)

8,5 mm AWD y 35° angulo de elevacion

Resoluciéon®, profundidad®, analisis®, campo, lente de distorsién®
10 — 400 Pa (Configuracion MA)®

10 — 3000 Pa (Configuracion MA)

ETSE: Detector de electrones secundarios Everhart-Thornley
(subministrado de serie)

HD BSD: Detector de electrones dispersados de alta definicion
(diodo de 5 segmentos)

VPSE: Detector de electrones secundarios de presion variable

EPSE: Detector de electrones secundarios de presion ampliada

SCD: Detector de corriente del espécimen

STEM: Detector de microscopia electronica de transmision de barrido
CL: Detector de catodoluminiscencia

EDS: Espectrometro de energia dispersiva

WDS: Espectrometro de longitud de onda dispersa

EBSD: Detector de difraccion de electrones retrodispersados

CCD: Dispositivo de carga acoplada
para espectroscopia Raman
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Especificaciones técnicas

Resumen
Dimensiones de camara

Las ventajas Platina de muestras
motorizada en 5 ejes

Las aplicaciones

. Altura maxima
El sistema de la muestra

Vias actualizadas
garantizadas para
el futuro®

Tecnologia y detalles

Servicio
Almacenamiento
de imagenes

Control del sistema

Requisitos

310 mm (@) x 220 mm (h)

Control de la platina mediante el ratén o un joystick opcional X=80mm, Y =100 mm,
y el panel de control Z=35mm, T=-10° a 90°,
R =360° (continuo)

100 mm

BeamSleeve, presion ampliada, gas VP de vapor de agua

Hasta 3072 x 2304 pixeles, adquisicion de sefal por
integracion y promediado

SmartSEM® GUI operado con el raton y el teclado

Panel de control de hardware con controles giratorios para una mejor retroali-
mentacién manual y un control mas intuitivo durante la captura de imagenes

Caracteristicas de facil manejo: saturacion automatica, alineacién automatica,
seleccion de muestra y captura de iméagenes automatica

Windows® 7 sistema operativo multilingle

100 - 240V, 50 0 60 Hz monofase, no es necesario enfriar el agua

365 mm (@) x 275 mm (h)

X=125mm, Y =125 mm,
Z=60mm, T=-10°a 90°,
R =360° (continuo)

145 mm

420 mm (@) x 330 mm (h)

X =130 mm, Y =130 mm,
Z=60mm, T=-10°a 90°,
R =360° (continuo)

210 mm

M OptiBeam: control activo de la columna para obtener la mejor resolucion y la mejor
profundidad de campo o el mejor campo de visién

@ actualizacion opcional

) disponible en HV'y VP (hasta 133 Pa) en modelos EVO HD
@ con actualizacién TTL opcional
) SmartSEM: Interfaz de usuario gréfica de quinta generacion de control SEM
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Cuente con el servicio en el verdadero sentido de la palabra

El microscopio ZEISS es una de sus herramientas mas importantes. Por eso, nos aseguramos de que esté siempre
listo para trabajar. Es mas: nos preocuparemos de que usted pueda utilizar todas las opciones a su alcance para
poder obtener lo mejor de su microscopio. Puede elegir entre una amplia gama de productos de servicios, cada
uno suministrado por especialistas altamente cualificados de ZEISS, que le apoyaran mucho més alld de la
compra de su sistema. Nuestro objetivo es que usted pueda experimentar esos

momentos especiales que inspiran su trabajo.

Reparar. Mantener. Optimizar.

Obtenga el maximo rendimiento de su microscopio. Un Acuerdo de servicio Protect de ZEISS le permite
presupuestar los gastos de funcionamiento, a la vez que evita costosos tiempos de inactividad, y conseguir los
mejores resultados a través del rendimiento mejorado de su sistema. Elija entre los diversos acuerdos de servicio
que se han disefiado para ofrecerle una amplia gama de opciones y niveles de control. Le ayudaremos a selec-
cionar el Acuerdo de servicio ZEISS Protect que responda a las necesidades de su sistema y requisitos de uso, en
linea con las practicas habituales de su organizacion.

Nuestros servicios bajo demanda también le ofrecen algunas ventajas destacadas. El personal de servicio de ZEISS
analizard las incidencias que tenga y las resolverd, ya sea a través de un software de mantenimiento remoto
o desplazandose a su lugar de trabajo.

Mejore su microscopio.

Su microscopio ZEISS esta disefiado para poder admitir una gran variedad de actualizaciones: las interfaces abier-
tas le permiten mantener un alto nivel tecnoldgico en todo momento. Por este motivo, podra trabajar

a partir de ahora de manera mas eficiente, al tiempo que incrementa la vida productiva de su microscopio

a través de las nuevas posibilidades de actualizacion.

Optimice el rendimiento de su microscopio con la asistencia
técnica de ZEISS: ahora y en los afios venideros.

>> Www.zeiss.com/microservice
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The moment "I think" becomes "l know".
This is the moment we work for.
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